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Sposob automatycznego osiowania zespolu wyrzutni elektronowych
kineskopu i urzagdzenie do automatycznego osiowania zespolu
- wyrzutni elektronowych kineskopu

Przedmiotem wynalazku jest sposéb automatycz-
nego osiowania zespolu wyrzutni eelektronowych
kineskopu i urzadzenie do automatycznego osiowa-
nia zespolu wyrzutni elektronowych kineskopu, stu-
zgce do montazu poszczegblnych elementéw mon-
tazowych kineskopu.

W znanych lampach elektropromieniowych, ta-
kich jak kineskopy kolorowe typu .maskowego,
majgcych tréjkolorowsg strukture ekranu, struktu-
ra ekranu jest fotograficznie drukowana przy za-
stosowaniu $rodkow $Swietlnych symulujgcych po-
lozenie Srodka odchylania kazdej z trzech wigzek
elektroné6w w koncowym kineskopie. Zesp6t mon-
tazowy zawierajacy tréjwigzkowa wyrzutnie elek-
tronowg jest umieszczony w kineskopie. Podczas
montazu zespolfu wyrzutni elektronowych w banhce
kineskopu, o$§ toru kazdej z wiazek elektronéw
musi byé orientowana wzgledem $rodkéw $Swiatla
uzywanych do drukowania struktury ekranu z zg-

dana tolerancjag rotacyjna dokola Srodkowej osi.

wzdluznej kineskopu. W znanych kineskopach ko-
lorowych wykorzystujacych uklady zbieznosci dy-
namicznej, zesp6l! montazowy zawierajacy zesp6it
wyrzutni elektronowych posiadajacy trzy katody

w ustalonej orientacji, zazwyczaj musi byé usytuo--

wany w zakresie trzech stopni obrotu. W znanym
kineskopie kolorowym mnie wykorzystujacym ukla-
du zbiezno$ci dynamicznej lub uproszczonego ukla-
du zbieznosci dynamicznej, wymagane jest zwykle
bardziej dokladne usytuowanie obrétowe zespolu
montazowego, wynoszace okoto pét stopnia.
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W znanym sposobie montazu konstrukcji wielo-
wigzkowej wyrzutni elektronowej, osiowanie - jest
uzyskiwane przez szereg oddzielnych operacji.
Srodkowa o§ wzdbuzma zespolu wyrzutni elektro-
nowych jest osiowana wzgledem osi cokolu, a osie
katod s3 obrotowo osiowane z wyprowadzeniami
cokolu. Nastepnie zesp6! wyrzutni elektronowych
jest mocowany do wyprowadzen cokolu za pomoca
drutéw lub tasm metalowych, tworzac zesp6! mon-
tazowy. W kolejnej operacji uszczelniania monta-
zowego uprzednio zmontowany zesp6l zostaje umie-
szczony i zorientowany wzgledem zespolu banki,
a nastepnie zostaje zatopiony w zespole banki
w uszczelce. W tej operacji uszczelniania zespél
montazowy jest utrzymywany obrotowo wzgledem
wyprowadzen cokolu umieszczonych  w osiowych
otworach na zatapiarce. Poniewaz otwory majg luz
dla wkladania, a zesp6! montazowy ma tolerancije,
obrotowe osiowanie zespolu montazowego wzgle-
dem struktury ekranu moze byé utrzymywane w
zakresie okolo trzech stopmi obrotu. Dodatkowo,
poniewaz zesp6t montazowy jest wstepnie monto-
wany i przenoszony do zatapiarki, delikatne druty
podtrzymujace zesp6! wyrzutni elektronowych mo-
ga przypadkowo wygigé sie i przez to spowodowaé
niewspbélosiowosé zespoilu wyrzutni. elektronowych
z wyprowadzeniami cokolu. Moze to spowodowaé
niewsp6losiowosé katowa zespolu wyrzutni elektro-
nowych, gdy wyprowadzenia cokolu sg wykorzy-
stywane do osiowania katowego zespolu montazo-
wego z zespolem banki. '
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W innym znanym sposobie montazu wielowigz-
kowej konstrukcji - wyrzutni elektronowej, jak

przedstawiony w opisie patentowym Stanéw Zjed-

noczonych mr 3807 006, osiowanie jest uzyskiwane
przez mechaniczne wyczuwanie polozenia zespolu
wyrautni elektronowych wzgledem zespolu banki.
Spos6b ten jest ulepszeniem zapobiegajacym ko-
niecznoéci osiowania zespolu wyrzutni elektrono-
wych wzgledem osi cokolu, ktéra jest z kolei osio-
wana wzgledem zespolu banki. Sposéb ten powo-
duje koniecznoéé fizyczmego stykania sig¢ zespolu

wyrzudai -eleletro skutkiem czego wprowa-
dza {wiastie- ibledy Mo’ talfkowutego bledu osiowa-

ma I

eszcze mpym sp%sobue montazu kineskopu
ma]a‘:égo zesp()l banki §i zesp6t montazowy, jak
pmedstwmrwmé'patenwwym Stanéw Zjed-
noczonych nr 3962764, zesp6l _baﬁlkl jest najpierw
umieszczony w okre§lonym polozeniu, nastepnie
zesp6l montazowy, ktéry zawiera zespét wielowigz-
kowej wyrzutni elektronowej, jest umieszczany w
polozeniu oddalonym od zespolu banki, ze $rodko-
wa osia wzdluzng zespolu montazowego zgodna
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z érodkowa osia wedluing zespotu banki. Nastep- . -

nie polozenie obrotowe zespolu wyrzutni elektrono-
wych dokola zgodnej osi wzdbuzmej jest wyczuwa-
ne optycznie wzgledem umieszczonego zespotu ban-
ki pmzy zastosowaniu rozdzielonych obrazéw. Zes-
p6l montazowy jest mastepnie obracany dokola
zgodnej osi wzdbuznej, dopéki rozdzielone obrazy
nie mostang wyosiowane, wskazujac w ten spos6b,
ze zesp6l wyrzutni elelktronowych znajduje sie¢ w
danym polozeniu obrobowym wegledem zespolu
banki. Nastepnie przy utrzymywaniu tego poloze-
nia obrotowego, zespo6l m.on'ca.ﬂawy jest przesuwa-
ny wzdluz osi wzdluzmej do zadamego polozenia
wzdluznego w stosunku do plyty cmotowej zespotu
banki i wowczas zespél montazowy jest mocowany
trwale do zespotu banki.

Opis patentowy Stanéw Zjednoczonych nr
3962764 przedstawia wyczuwanie optyczne potoze-
nia obrotowego zespolu wyrzutni elektronowych
woko6t zgodnych osi wezdluznych zespolu banki
i wyrzutni, przy zastosowaniu odtwarzania optycz-
nego rozdzielonego obrazu. Urzadzenie to jest sto-
sunkowo zlozome i spos6b jest mmiej dokladny
i réwmiez mniej przystosowany do automatyzacji.

Znane s3 réwmiez z opisu patentowego Stanéw
Zjednoczonych nr 4148 117- spos6b i urzadzenie do
optycznej regulacji osiowamia zespolu wyrzutni
elektronowych w kineskopach kolorowych podczas
procesu zatapiania. Zesp6! wyrzutni elektronowych
i kineskop przed montazem sa oddzielone od “siebie,
przy czym zesp6l wyrzutni elektronowych jest pod-
trzymywany w celu obracania wokét osi wzdluznej
i ma optyczmie skuteczne oznaczenia polozenia,
ktére moga stanowié szczeliny lub kolumny do
osiowania zespolu wyrzutni elektronowych w okre-
Slonym polozeniu. Wiazka $wiatla przechodzi przez
oznaczone polozenia, ktére przy wilasciwym obra-
caniu zespolu wyrzutni elektronowych sa zgodne
z 0sig miedzy Zr6dlem s$wiatla i ukladem pomiaru
natezenia $wiatla tak, ze zesp6l wyrzutni elekiro-
nowych zostaje wyosiowany w okre§lonym poloze-
niu, gdy jest wykrywane maksymalne natezenie
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$wiatla wzgledem okre§lonej warto§ci progowej.
W tym opisie natezenie wiazki $§wiatla przesylanej
przez wyosiowane otwory w zespole wyrzutni elek-
tronowych jest mierzone w celu okreélenia stopnia
wyosiowania zespolu wyrzutni elektronowych
wezgledem banki kineskopu. Pomiar natezenia
Swiatla w celu wyosiowania zespolu wytzutni kine-
skopu i banki prowadzi do niedokladnych wymikéw
ze wzgledu na to, ze krzywa natezenia jest zwykle
do$é plaska wok6l maksimum i blyszczgce elektro-
dy odbijaja dodatkowe S$wiatlo detektora lub od-
biornika.

Znany jest inny sposéb automatycznego osiowa-
nia zespolu wyrzutni elektronowych kineskopu
wzgledem przynajmniej czeSci banki kineskopu,
w ktérym osiuje sie 0§ otworéw kolimatora utwo-
rzonych w zespole wyrzuini elektronowych wzgle-
dem osi wigzki §wiatla emitowanej prostopadle do
osi wzdluinej zespolu wyrzutni przez obrécenie
zespolu wyrzutni wok6t jego osi wzdluizmej i mo-
cuje sie zesp6l wyrzutni w polozeniu odpowiadaja-
cym przechodzeniu S$wiatla: przez otwory kolima-
tora.

- Znane jest urzadzenie do automatycznego osiowa-

nia zespolu wyrzutni elektronowych kineskopu
kolorowego z koplanarnymi tréjwigzkowymi wy-
rzutniami elektronowymi w obudowach, zawiera-
jace rame z kineskopem i wyrzutnie elektronowsa
zamocowang wspélosiowo w .kineskopie. Obudowa
kineskopu jest sztywno zamocowana do ramy w
wymaganym polozeniu i wyrzutnia elektronowa
jest polaczoma z rama poprzez elementy shluzgce
do przesuwania wyrzutni elektronowej wzdluznie
i obracania jej wzgledem osi wzdluinej obudowy.
Kolimator jest umieszczony na wyrzutni elektro-
nowej-i wykonany w postaci dwoch wspélosiowych
otworéw, ktérych o jest prostopadla do osi
wzdluznej wyrzutni elektronowej i zorientowana
w ostateczny spos6b wzgledem plaszczyzny symetrii
wyrzutni elektronowej. Urzadzenie zawiera zrédio
$wiatla i odbiornik promieniowania $wiatla, przy
czym Zrédlo i odbiornik Swiatla maja uklady op-
tyczne zamocowane do ramy po przeciwnych stro-
nach pionowej plaszczyzny przechodzacej przez o$
wzdluzng obudowy kineskopu tak, Ze osie ukladéw
optycznych s3 wyosiowane wzgledem siebie i pro-
stopadle do osi wzdluznej obudowy.

Spos6b wedlug wynalazku polega na tym, ze emi-
tuje sie wigzke $wiatla w postaci ciggu impulséw
$wietlnych, ktére sg w okreSlonym zwigzku ze
zmiang w czasie kata obrotu zespolu wyrzutni
i zalicza sie pewmng liczbe impulséw &wietlnych
przechodzacych przez otwory kolimatora, dla usta-
lenia polozenia.

W sposobie wedlug wynalazku zesp6t wyrzutni
obraca si¢ do przodu z polozenia, w ktérym zadne
impulsy $wietlne nie przechodza przez otwory koli-
matora, poprzez polozenia, w ktérych impulsy
$wietlne przechodza przez otwory kolimatora, do
polozenia, w ktérym ponownie zadne impulsy
$wietlne nie przechodza przez otwory kolimatora
i nastepnie kierunek obrotéw odwraca si¢ a zesp6!
wyrzutni obraca sie z powrotem do $rodkowego
polozenia, w ktérym ponownie impulsy S$wietlne
przechiodza przez otwory kolimatera, przy czym
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wszystkie przechodzace impulsy Swietlne zlicza sig
i odwrotne obracanie zatrzymuje sie, gdy liczba
impulséw $wietlnych wystepujacych podczas od-
wrotnego obracania jest ré6wna polowie liczby wy-
stepujacej podczas obracania do przodu.

W innym wykonmaniu sposobu wediug wynalazku
zesp6l wyrzutni obraca si¢ do przodu od polozenia,
w ktérym zadne impulsy $wietlne nie przechodza
przez otwory kolimatora, poprzez polozenia, w kt6-
rych impulsy $wietlne przechodza przez otwory
kolimatora, do polozenia, w ktérym ponownie zad-
ne impulsy $wietlne nie przechodza przez otwory
kolimatora i nastepnie kierunek obrotéw zmienia
sie a zespdt wyrzutni obraca si¢ z powrotem do
srodkowego polozenia, w Kktérym ponowmnie impul-
sy $wietlne przechodza przez otwory kolimatora,
przy czym podczas obracania do przodu zespolu
wyrzutni jedynie zlicza sie kazdy inny przecho-
dzacy impuls $Swietlny i podczas odwrotnego obra-
cania zlicza sie wszystkie przechodzace impulsy
Swietlne i odwrotne obracanie zatrzymuje sie, gdy
liczba impulsé6w swietlnych zliczanych podczas od-
wrotnego obracania jest réwna liczbie zliczonej
podczas obracania do przodu. '

Korzystnie wediug wymnalazku zespdt wyrzutni
obraca sie krokowo i okre§long liczbe impulséw
Swietlhych wytwarza sie podczas kazdego kroku
obracania.

W urzadzeniu wedlug wymalazku Zrédlo Swiatla
jest Zr6dlem $wiatla impulsowego, odbiornik pro-
mieniowania $wietlnego jest polaczony z licznikiem
impulséw, elementy do obracania wyrzutni elektro-
nowej sa polaczone z wyjSciowym walem silnika

krokowego bez luzu i Zrédlo $wiatla impulsowego, -

silnik krokowy bez luzu i licznik impulséw sa
polaczone elektrycznie z ukladem zasilania i ste-
rowania. ’ _

Spos6b i urzadzenie wedlug wynalazku zapewnia-
ja bardzo dokladne wyosiowanie zespolu wyrzutni
‘elektronowych.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
kladzie wykomania na rysunku, na ktérym fig. 1
przedstawia rzut pionowy w czesciowym przekro-
ju zespolu banki i zespotu montazowego kineskopu
umieszczonego na zespole glowicy zatapiarki mon-
tazowej, fig. 2 — powiekszony przekr6j w rzucie
pionowym cze$ci fig. 1, przedstawiajacy zespédt
montazowy umieszczony na zespole wsporczym
montazowym zatapiarki, fig. 3 — rzut poziomy
obrotowego uchwytu montazowego, fig. 4 — sche-
mat perspektywiczny, przedstawiajacy urzadzenie
do osiowania zespolu wyrzutni elektronowych, fig.
5 i 6 — rzuty pionowe zespolu optycznego w wi-
doku z przodu i z boku oraz fig. 7 — rzut poziomy
zespotu silnika krokowego.

Fig. 1 przedstawia w przekroju zesp6t 10 banki
kineskopu i zesp6l montazowy 12 wyrzutni elektro-
nowych dla kineskopu kolorowego z maska perfo-
rowamng, umieszczone na znanym urzadzeniu 14 do
montazu i zatapiania (pokazanym tylko czeSciowo).
Urzadzenie 14 do montazu i zatapiamia stuzy do
instalowania zespotu 12 wyrzutni elektronowych w
§ci§le okreélonym miejscu i polozenju wewnatrz
zespotu 10 banki w celu wytworzenia lampy elek-
tronopromieniowej takiej, jak kineskop kolorowy.
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Zesp6t 10 banki kineskopu zawiera szklang obu-
dowe 16, tr6jkolorowy ekran luminescencyjny 18
i maske perforowans 20. Szklana obudowa 16 za-
wiera prostokatna plyte czolowa 22, cze$é stozko-
wa 24, szyjke 28. Struktura ekranu 18 w przedsta-
wionym rozwigzaniu jest strukturg paskowsg z pas-
kami luminoforu lezacymi réwmolegle do pionowej
osi ptyty czolowej 22.

Maska perforowana 20 jest umieszczona w obu-
dowie 16 w okreslonej odlegloéci od ekranu 18 za-
wiera otwory w ksztalcie szczelin, rozmieszczone
réwnolegle do pask6w luminoforu na ekranie 18.

Jak przedstawiono na fig. 2 zesp6l! montazowy
12 zawiera zesp6! 38 cokolu i zesp6t 40 wielowigz-
kowej wyrzutni elektronowej. Zesp6t 38 cokotu za-
wiera cok6t 42 w ksztalcie plytki, rurke 44 do usu-
wania powietrza i wyprowadzenia 46 cokolu. Wy-
prowadzenia 46 cokolu wystaja poprzez cokél 42
i s3 umieszczone na obwodzie kola, ktéore jest
wspoélosiowe ze - $§rodkowa osig wzdluing zespolu
montazowego 12. Zespd! 40 wielowigzkowej wyrzut-
ni elektronowej zawiera trzy katody 50, siatke ste-
rujaca 52 (G1), siatke ekranujaca 56 (G2), pierwsza
siatke przyspieszajacy i ogniskujaca 58 (G3), druga
siatke przyspieszajaca i ogniskujaca 60 (G4) oraz
rurowy ekran 62. Te siatki s3 montowane na szkla-
nych pretach wsporczych 64. Rurkowy ekran 62
zawiera takie odstepniki 66 dla centrowania ze-
spolu wyrzutni wewmnatrz szyjki 26 kineskopu.

Zesp6t 40 wielowigzkowej wyrzutni elektronowej
jest korzystnie zmanego typu rzedowego. Zespél
rzedowej wyrzutni elektronowej zawiera trzy odda-
lone od siebie koplanarme katody, po jednej dla
kazdej wiazki elektronéw. W korzystnym zespole
rzedowych wyrzutni elektronowych kazda z elek-
trod siatkowych dla wszystkich trzech katod jest
tak utworzona, ze stanowi jeden element. Na przy-
kiad elektrody G1 52, G2 56, G3 58 i G4 60, kazda
stanowi jeden element, a kazdy element ma trzy
otwory, po jednym dla kazdej wigzki elektronéw.

W zespole 40 rzedowej wyrautni elektronowej
przedstawionej na fig. 2, elektroda siatkowa G3 58

Jjest wykonama w ksztalcie dolnej puszki 68a i goér-

nej puszki 68b, ktére s3 zamocowane na ich
otwartych koncach. Kazda z puszek zawiera trzy
rzedowe otwory, po jednym dla kazdej z trzech
katod 50. Dolna puszka 68a jest wykonana z para
dokladnie umieszczonych, waskich osiowanych
otworoéw lub szczelin 72, lezacych po przeciwnych
stronach. Waskie szczeliny 72 lezg w plaszczyZnie
koplanarnych wiazek elektronéw. Srodkowa o$
wzdluzna zespolu 12 wyrzutni jest takze zgodna
z osig $rodkowej katody. Linia lgczgca $rodki osio-
wanych otworéw jest poprzeczna do $rodkowej osi
wazdluznej zespolu wyrzutni. Chociaz osiowane
otwory sa opisane jako wykonane w szczeg6lnej
elektrodzie; malezy rozumieé, ze moga byé wyko-
nane w dowolnym elemencie wyrzutni. Ponadto,
otwory moga byé przewiercone poprzez element
wyrzutni.

Zaleca sie uzycie wieloglowicowego, obrotowego
urzadzenia 14 zatapiarki, czeSciowo pokazanego na
fig. 1, do stosowania ujawionego tu sposobu. Obro-
towe urzadzenie 14 zawiera oddzielne stanowiska

operacyjne dla ladowania, podgrzewania, zatapia-



126 814

hia, odprezania i roztadowania. Urzadzenie 14 za-
wiera zesp6t 76 obrotowej glorwucy majacej Srodko-
wa oS wzdluz;na dla kazdego stanowiska operacyj-
nego. Zespél 76 glowicy zawiera zesp6l! 78 ramy
wsporczej, zespél 80 osiowania banki, uchwyt 82
szy]kl i obrotawy zesp6t wsporczy 84.

Zesp6l 78 ramy wsporczej zawiera dolng podpore
90 i goma podpore 92. Dolna podpora 90 jest obro-
bow'o zamontowana na lozyskach w urzadzeniu 14.
_Dolna podpora 90 zawiera drwa, pionowe prety
wsporne 94. Gérma podpora 92 jest zamontowana
na gérze dwéch pretéw wsporezych 94. Gérma
podpora 92 zawiera czlon wspormny 96 banki do
utrzymywania zespolu banki przy okreslonej sred-
nicy na czesci stozkowej 24 znanej jako linia od-
niesienia zespolu odchylajacego.

Zesp6t 80 osiowania banki jest takzie zamontowa-
ny na gémej podporze 92. Zesp6l 80 osiowania
banki zawiera podpore 98 w ksztalcie litery C,
ma]aceJ trzy elementy odniesienia 100a, 100b i 100c
dla ustawienia zespolu 10 banki i zespolu 102 za-
cisku banki w celu ustalania zespolu 10 banki na-
przeciw trzech elernentéw odniesienia, jak poka-
zano na fig. 1. Uchwyt 82 szyjki jest zamontowany
na dwéch pionowych pretach 94. Uchwyt 82 szyjki
zawiera dwie szczeki 104 i elementy uruchamiaja-
ce 106 do jednakowego przesuwania szczek.

Jak przedstawiono na fig. 1, zesp6t wsporczy 84
wyrzutni jest zamontowany na dolnej podporze 90.
Zespél wsporczy 84 wyrzutni zawiera wrzeciono
1{08 i uchwyt 110 wyrzutni. Wrzeciono 108 jest
przesuwnie zamontowane w.dolnej podporze 90.
Dolny koniec wrzeciona 108 przesuwa sie po piono-
wo umieszczonych szynach (nie pokazanych) pod-
czas ustawiania urzadzenia 14 zatapiarki.

Obrotowy uchwyt montazowy 86 jest zamonto-
‘wany na wrzecionie 108 urzadzemia do zatapiania
zespolu wsporczego 84 wyrzutni. Uchwyt 86 jest
. skonstruowany wlasciwie do suwliwego .kontaktu
z dwoma pionowymi pretami wsporczymi 94 dla
zapobiegania niepozadamemu ruchowi obrotowemu
zespotu wsporczego 84 wyrzutni dokota $rodkowej
osi wzdluznej podczas dozwolonego ruchu wzdluz-
nego. Jak przedstawiono na fig. 3, uchwyt 86 za-
wiera ramie 112 osiowania wrzeciona, ktére jest
sztywno zamocowane do wrzeciona 108 urzadzenia
do zatapiania oraz korpus mocujacy 114 majacy
krazki 115, ktére tocza sie wzdluz dwéch piono-
wych pretéw wsporczych 94. Srodki regulujace
obr6t zawieraja pokretlo regulacyjne 117 na osiu-
jacej Srubie 116, ktéra przechodzi przez korpus
mocujacy 114. Srodki regulujace obr6t reguluja
polozenie obrotowe ramienia 112 wok6l Srodkowej
osi wzdluinej zespolu montazowego wyrzutni.

Urzadzenie do osiowania zespolu wyrzutni elek-
tronowych jest umieszczone na jednym ze stano-
wisk urzadzenia do zatapiania. Ogélnie, urzadze-
nie do osiowania zawiera dwa zespely mechanicz-
ne wspélnie ze zwigzanymi z nimi ukladami elek-
tronicznymi i podzespolami optycznymi. Jeden ze-
sp6t mechaniczny, nazywany w dalszym opisie fig.
5 i 6 zespolem optycznym, jest umieszczony bez-
poSrednio przed stanowiskiem urzadzenia do zata-
piania, a drugi zesp6t z fig. 7, nazwany zespolem
silnika krokowego, jest umieszczony po jednej
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stronie zespolu optycznego. Gdy zespél glowicy
urzadzenia do zatapiania utrzymuje banke kine-
skopu i zesp6l wyrzutni przybywa na stanowisko
oslowania, czes§é zespolu optycznego Jest pobudzana
do ruchu wzgledem zespolu wyrzutni i silnik kro-
kowy jest przesuwany w celu zazebienia sie z po-
krettem regulacyjnym 117 na uprzednio wspomnia-
nym uchwycie 86 Szczegély kazdego z tych zespo-
16w beda oplsane ponizej.

Schematyczne przedstawienie urzadzenia 120 do
automaty«(mnego osiowania zespotu 12 wielowigzko-
wej wyrzutm elektronowej przedstawiono na - fig.
4. Na tej figurze zesp6t 12 wyrzutni jest zamon-
towany w zespole wsporczym 84 wyrzutni. Zesp6l
WSpOTrczy 84’_wyrzrw'mi jest pokazany z wystajacym
ramieniem 122. Silnik krokowy 124 jest dolgczony
do ramienia 122 za pomoca $ruby 126 dla obraca-
nia zespolu 84. Sygnaly pobudzajace dla silnika
krokowego 124 s3 wytwarzane w impulsatorze 128.
Impulsator 128 wytwarza takze sygnat pobudzaja-
cy dla Zr6dla Swiatla skolimowanego czyli lasera
130 tak, ze impulsy promieni Swietlnych 53 uzalez-
nione od wyjdciowych krokéw silnika krokowego.
Wigzka 132 z lasera 130 jest kierowama na lustro
ktére odbija wigzke w kierunku zespotu 12
wyrzutni elektronowych. Gdy zespét 12 wyrzutni
jest obracany przez silnik krokowy 124, Wiazka
132 lasera przechodzi poprzez dwa wyosiowane
otwory 72 w elektrodzie siatkowej G3 58 i pada
na fotodiode 136 umieszczong po przeciwnej stro-
nie zespotu 12 wyrzutni. Sygnat wyjsciowy z foto-
diody 136 jest doprowadzany do przetwornika

pradowo-napieciowego 138. Sygnat wyjsciowy prze-

twornika 138 jest nastepnie doprowadzany do licz-
nika 140 zliczajacego w gére i w doél, ktoéry zlicza
w ten spos6b liczbe impulséw wigzki laserowej,
ktéra przechodzi poprzez otwory 72.

Ogo6lnie zesp6t wyrzutni elektronowych jest obra-
cany z potozenia, w kté6rym zadne promienie §wiat-
la nie przechodza przez oba wyosiowane otwory,
poprzez polozenia, w ktérych promienie $wiatla
przechodza przez oba wyosiowane otwory, do poto-
Zenia, w ktérym znowu zadne promienie $wiatla
nie przechodzy przez oba wyosiowane otwory. Do-
datkowy obrét poza punkt, w ktérym zadne pro-
mienije Swiatla nie przechodza przez otwory, elimi-
nuje potrzebe stosowania urzadzen eliminujacych
luz. Po zakonczeniu zliczania impulséw laserowych,
silnik krokowy 124 przesuwa si¢ dalej przez okre-
§lony czas, po ktérym sygnal jest przesylany
w ocelu odwré6cenia pracy silnika krokowego 124.
Impulsy laserowe sa nastepnie liczone w dél, az
osiagnie si¢ polowe uprzednio zliczonych impulséw.
Chociaz zalecane rozwigzanie zostalo opisane przy
zastosowaniu silnika krokowego, nalezy rozumieé,
zeé moze byé¢ takze uzyty silnik o cigglym napedzie
z impulsami $wiatla uzaleznionymi od predkosci
obrotowej.

W aktualnej praktyce uzyto pryzmatu i dwoéch
luster po stronie lasera umzadzenia 130 a inne
lustro jest uiyte po stromie fotodiody urzadzenia
zamiast pokazanego pojedynczego lustra 134. Po-
nadto, nalezy zrealizowaé, zeby czestotliwo§é im-
pulséw laserowych mogla by¢ podwojoma podczas
zliczania w 461 lub zeby kazdy dalszy impuls mégt
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byé zliczony podczas wliczania w ‘gére, Jezelti jest
pozadahe uzyskanié zera podczas zliczamia w 'dé6t
w celu wspomaganid' zatmymywama obmtu 2espo-
lu wyrzatni.

Zesptt'- optyczny 200~ wedtug wynalazku jest
przédstawiony na fig. 5 i 6. Zesp6l optyczny 200
zawiera sztywng podstawe wsporczg 202, na’ ktére}
jest zanmtowana przeswwme pierwsza pozioma
pla!cfdmna 204 przy uzyeiu dwoéch poziomo lezgeyth
réwnoleglych “pretow 208. Z - Koled druga pozioma
platforma 208 jest zamontowana przésuwnie’ na
pierwszej platformie 204 za pomocg dwéch réwmno-
leglych pomiomych pretéw 210, ktére leza prosto-
padle do pierwszych pretéw 206. Celem stosowania
podzespotu dwéch przesuwnych platform 204 i 208
jest umozliwienie regulacji zespoilu 200 wzgledem
‘urzadzenia do zatapiania. Raz ustawione dwie plat-
formy 204 i 208 s3 blokowane w miejsou.

Laser 212 jest zamontowany pionowo na pierw-
szym ramieniu 214, ktére rozciaga sie¢ pionowo od
drugiej platformy 208, tak, ze jego wiazka lasero-
wa (pokazana linig przerywana 216) jest skiewwa-
na- do gbéry poprzez zespét soczewek 218 urza,vdze.-
nia laserowego. »

Drugie ramie 220 rozciaga sie¢ pionowo od dru-
giej platformy 208 do sztywno podtrzymujacej pio-
nowej platformy 222. Dwa prety 224 sg zamonto-
wane poziomo na pionowej platformie 222 i s3 od-
dalone od siebie poziomo i pionowo. Prety 224
przesuwnie podtrzymuja zesp6t nosny 226, ktory
porusza sie¢ do i od urzadzenia do zatapiania za
pomoca pneumatycznego cylindra 228 zamocowane-
go do platformy 222 i majacego pret tlokowy 230
zamocowany do zespolu nos$nego 226. Zesp6l mosny
226 zawiera umieszczona na nim poziomo platfor-
me 232, Obudowa 234, ktéra utrzymuje lustro
optyczne 236 i fotodetektor 238, jest osadzona na
' platformie 232. Lustro 236 jest zamontowane w spo-
s6b umozliwiajacy. regulacje w obudowie 234 po-
miedzy dwoma klockami 240, ktére sa ustalone
przez dwie lezace maprzeciw siebie éruby 242, prze-
chodzace przez obudowe 234.

Jak ‘w.spomniano uprzednio, ruch obrotowy ze-
spotu wyrzutni jest wywolywany przez silnik kro-
kowy. Zesp6l 250 silnika krokowego urzgdzenia
do osiowania jest pokazany na fig. 7. Zesp6t 250
zawiera pionowg platforrne 252, na ktérej jest za-
mocowany lezacy poziomo pret 254. Pozioma plat-
forma 256 jest ré6wmiez zamocowana do pionowej
platformy 252. Silnik krokowy 258 jest zamocowa-
ny przesuwnie do preta 254 za pomoca ramienia
260 lezacego z boku silnika 258, ktéry jest obroto-
wo zamocowany do kolmierza 262 na precie 254.
Ramie 264 ma na koncu rolke 266, ktéra wchodzi
i jezdzi w rowku 268 w poziomej platformie 256.
Ten rowek 268 jest machylony tak, ze silnik kro-
kowy 258 bedzie obracaé sie do polozenia pokaza-
nego przerywang linig, gdy jest przesuwany w le-
wo, jak pokazano ma fig. 7. Taki ruch jest wywo-
lywany przez cylinder pneumatyczny (nie pokaza-
ny), ktéry jest zamocowany do kommierza 262.
W najbardziej lewym polozeniu, element napedowy
270 silnika krokowego zazebia sie z pokrettem 117
na uchwycie obrotowym.
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1. Sposéb autmnatycmego osiowania zespolu Wy~
rzutni elektronowyeh kineskopu wegledem - prays
najmniej czescl bafiki kineskopu, w:ktérym osiuje
sie 04 otworéw kolimatora utworzonych  w: zespole
wyrzutni  elektronowych wazgledert osi --‘wigzlki
$wiatla: emitowanej ' prostopadle do- osi wdlurhej
zéspold. wyrzothl przez obrécenie zespohu wirditni
wako6t jego osi-wedlwinej i moecuje si6' ZEspdt wy=
rzutni ‘w - polozeniu odpowiadajacym przechoddenil
Swiatla ‘przez otwory ‘kolimatora; snamienny tyi]
ze emituje sie wigzke Swiatla w postaci ciggu im-
pulséw Swietlnych, ktére sa w okre§lonym zwiazku
ze zmiang w czasie kata obrotu zespolu wyrzutni
i zlicza sie pewng liczbe impulséw §wietlnych
przechodzacych przez otwory kolimatora.

2. Spos6b wedlug zastrz. |, znamienny tym, ze
zespdt wyrzutni obraca sie do przodu z polozenia,
w ktorym zadne impulsy $wietlne nie przechodzg
przez otwory kolimatora, poprzez polozenia, w kt6-
rych impulsy $wietlne przechodza przez otwory
kolimatora, do polozenia, w kté6rym ponownie zad-"
ne impulsy Swietlne nie przechodza przez otwory
kolimatora i nastepnie kierunek obrotéw odwraca
si¢ a zesp6t wyrzutni obraca si¢ z powrotem do
$rodkowego potozenia, w ktébrym ponownie impulsy
Swietlne przechodza przez otwory kolimatora, przy
czym wszystkie przechodzace impulsy $wietlne zli-
cza sie i odwrotne obracanie zatrzymuje sie, gdy
liczba impulséw $wietlnych wystepujacych podczas
odwrotnego obracania jest réwna potowie liczby
wystepujacej podczas obracania do przodu.

3. Spos6b wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze
zesp6t wyrzutni obraca sie do przodu od polozenia,
w ktérym zadne impulsy §wietlne nie przechodza

przez otwory kolimatora, poprzez polozenia, w kt6-

rych impulsy $wietlne przechodza przez obtwory
kolimatora, do polozenia, w ktérym ponowmie zad-
ne impulsy $wietlne nie przechodza przez otwory
kolimatora i mastepnie kierunek obrotéw zmienia
sie a zesp6! wyrzutni obraca sie z powrotem do
$rodkowego polozenia, w ktérym ponowmnie impulsy
$§wietlne przechodzg przez otwory kolimatora, przy
czym podczas obracania do przodu zespoiu wyrzut-
ni jedymie zlicza sie kazdy dinny prwechodzacy im-
puls $wietlny i podczas odwrotnego obracania zli-
cza sie wszystkie przechodzace impulsy $wietlne
i odwrotne obracanie zatmzymuje sie, gdy liczba
impulsé6w $wietlnych zliczanych podczas odwrotne-
go obracania sie jest réwma liczbie zliczonej pod-
czas obracania do przodu.

4. Spos6b wedlug zastrz. 1 albo 2 albo 3, zna-
mienny tym, ze zesp6l wyrzutni obraca sie kro-
kowo i okreslong liczbe impulséw $wietlnych wy-
twarza si¢ podczas kazdego kroku obracania.

5. Urzadzenie do automatycznego osiowania ze-
spolu wyrzutni elektronowych kineskopu koloro-
wego z koplanarnymi tréjwiazkowymi wyrzutniami
elektronowymi w obudowach, zawierajace rame
z kineskopem i wyrzutnie elektronowg zamocowa-
na wspolosiowo w kineskopie, przy czym obudowa
kineskopu jest sztywno zamocowana do ramy w
wymaganym polozeniu i wyrzutnia elektronowa
jest poigczoma z rama poprzez elementy sluzgce
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do przesuwania wyrzutni elektronowej wzdluznie
i obracania jej wzgledem osi wzdluznej obudowy,
kolimator umieszczony na wyrzutni elektronowej
i wykonany w postaci dwoch wsp6tosiowych otwo-
row, ktorych o§ jest prostopadia do osi wzdluznej
wyrzutni elektronowej i zorientowana w ostatecz-
ny sposéb wzgledem plaszczyzny symetrii wyrzutni
elektronowej, Zrodlo $wiatla i odbiormik promie-
niowania §wiatla, przy czym #rédlo i odbiornik
Swiatla maja uklady optyczne zamocowane do nra-
my po przeciwnych stronach pionowej plaszczyzny
przechodzacej przez o§ wzdtuzna obudowy kinesko-

10

12

pu tak, ze osie ukladéw optycznych sa wyosio-
wane wegledem siebie i prostopadle do osi wzdtuz-
nej obudowy, znamienny tym, ze Zr6édlo Swiatla
jest Zrédlem &wiatla impulsowego, odbiornik pro-
mieniowania swietlnego jest polaczony z licznikiem
impulsé6w, elementy do obracania wyrzutni elek-
tronowej sa polaczone z wyjSciowym walem silni-
ka krokowego bez luzu i Zrédlo $wiatla impulso-
wego, silnik krokowy bez luzu i licznik impulsé6w
sa polaczone elektrycznie z ukladem zasilania
i sterowania.
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